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Aufnahmerdhre und Verfahren zu deren Herstellung

- Anwendungsgebiet der Erfindung .

Die Erfindung betrifft eine Aufnahmerdhre mit einem Blek-
tronenstrahlerzeugungssystem in einem Ende eines rohr-
formigen evakuierten Kolbens, wobei dieses Elektronen-
strahlerzeugungssystem mindestens aus einer nachstehenden
auf elner Achse angeordneten Kathode mit einer zu dieser

" Achse nahezu senkrechten emitbtierenden Oberfléche und einer
Elektrode mit einer mittleren Offnung in dem zu der Achse
senkrechten Teil der Elektfode zusammengestellt ist, und
wobei diese mittlere Uffnung teilweise mit einer eine
Offnung aufweisenden Platte verschlossen ist, wihrend ,
die Kathode elektrisch isoliert. und nshezu konzentrisch:

in einer metallenen Kathodentraghilse beifestigt ist, die el:
nen zu der Achse senkrechten Telil aufweist, der gegen den
zu der Achse senkrechten Tell der Einktrode angeordnet und
daran. beleotlgt ist. N P
Die Erfindung betrifft welterhln eln Verfahren zur Herstel-
lung einer solchen Aufnahmerohre. '

.;!‘\,4-

Derartige Aufn&f arohren haben ein grofBies Anwendungsgeblet,
wie z. B, rornsehkameras, Infrarotkamerss, usw. .

Charskteristik der bekannter technischen LBsunpen

Ein derartiges Blektronenstrahlerzeugungssystem~ist ans
"Funktechnik" Nr. 1, 4978, F & E 2 Bild 2, bekannt, in
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der eine Kathode gezeigt ist, die mit einem Isolier-
materialpfropfen an der Kgthodentraghiilse befestigt ist.
Die Kathodentraghlilse ist an dem ersten Gitter, der
Wehneltelektrode, befestigt. Dieses erste Gitter weist
eine mittlere runde Offnung auf, in der dis Kathodentraghiil-
se mit einer koaxialen Rippe zentriert ist, Eine derarti-
ge Konstruktion ist fiir eine Anwendung in einer Fernsch-
'kamerapﬁhre nit einem Diodenstrahlsystem viel zu ungenau.
Die Ka%hode wird meistens nicht zentral und gekippt

in deriKathodentraghiilse montiert, Korrekturen sind nicht
mehr méglich.

Eine #hnliche Aufnahmerhre und insbesondere ein Dioden-
Elekbronenstrahlerzeugungssystem, nachfolgend kurz Dioden~
- strahlsystem genannt, ist in der US-PS 3 894 262 be-
schrieben. In bezug auf die Konstruktion, die Pogi-
tionierung und die Befestigung der Kathode, der Kathoden-~
traghillse und der Anode ist aber nichts erwdhnt. Derartige
Rohren enthalten neben dem Diodenstrahlsystem eine Fokus-
sierlinse zum Fokussieren des erzeugbten Elektronenstrahls
auf eine photoleitende Schicht, die auf einer Signal-
platte angeordnet ist., Auf der photoleitenden Schicht
entsteht eine Potentialverteilung, wenn auf die |
Schicht ein‘qptisches.Bild projiziert wird.

Durch Abtastung der photoleitenden Schicht mit dem Bleke
tronenstrahl liefert die Signalplatte Signale, die dem
optischen Bild entsprechen. Das Erzeugen eines Elektro-
nenstrahls und das Abtasten mit einem Elektronenstrahl
“ergibt vor ailem bei kleinen Aufnahmerﬁhrentypen viele
Probieme.-So hat sich z.‘B.'herausgestellt,-daB, wenn

-3
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die mittlere Bahn des Elektronenstrahls, der durch die
- Offnung in der Anodenplatte fallt, einen ¥Winkel von 10
mit der Achse des Strahlsystems einschlieBft, die Inten-
sitét des auf die photoleitende Schicht fallenden Elek-
tronenstrahls, ndmlich der Strahlstrom, schon um 25 %
herabgesetzt wird., Da es bei der oben beschriebenen,
aus "Funktechnik" Nr. 1, 1978 bekannten Konstruktion,
nahezu unmdglich ist, diese: derart zu montieren, daB
die Strahlsystemachse und die mittlere Bahn nahezu zu-
sammenfallen, 1lst diese fir eine Anwendung in Aufnahme=-
rohren nicht besonders gut geeignet, well das Nichtzu~
sammenfallen durch zusitzliche Korrekturspulen korrigiert
werden muBl, |

Ziel der Eyfindung

Ziel der Erfindung ist es, die genannten Nachteile des
Standes der Technik zu vermeiden.

Darlegung des Wesens der Erfinéunﬁ

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Aufnahmerdhre
und ein Verfahren anzggében,"die es ermoglichen, auf ein-
fache Weise die Achgé des Elektronenstrahlérzeugungsystems
und die mittlere Bahn des Blektronenstrahls zusammenfal-
len zu lassen, so daB Korrekturmittel nicht erforderlich
sind. I

Diese Aufgabe wird bei einer Aufnahmerthre.der eingangs

genannten Art nach der Erfindung dadurch gelost, daB

das Elektronenstrahlerzeugungssystem ein Diodenstrahl-

sysvem igh, dessen Elektrode eine Anode ist, und daB diese
, - h .
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Anode und die Kathodenbraghiilse in nichtbefestigtem Zu-
stand in radialer Richtung gegeneinander verschiebbar
sind, wobel die emittierende Kathodenoberflidche und der

zu der Achse senkrechte Teil der Anode nach wie vor Zu~
einander genau parallel sind. '

Bei’Elektronenstrahlerzeugungssystemen, die nicht vom
Diodentyp sind, ist die radiale Lage der emittierenden
Oberflsche in bezug auf die Anode nicht besonders wich-
tig. Dies ist jedoch bei Diodenstrahlsystemen wohl der -
Fall; Bei der Konstruktion eines Diodenstrahlsystems nach
der Erfindung ist es moglich, die Mitte der emittierenden
Oberfliche genau der Offnung in der Anodenplatte gegen-
“iber anzuordnen, wodurch die Achsen des Strahlsystems

und des Elektronenstrahls zusammenfallen, Dies hat auBerdem
zur Folge, daB die emittierende Oberfliche der Kathode er-
‘heblich kleiner sein kann als bisher iiblich war, wodnrch
die Anodenverlustleistung betrdchtlich abnimmt.

Vorzugsweise weist die Kathodentraghiilse einen sich nach .
innen erstreckenden Flansch auf, weil denn mehr Reum fiir
das Montieren der Kathode in der Kathodentraghiilse zur
Verfiiguig steht. Dic Zentrierung des Diodenstrahlsystems
in dem Xolben wird auf einfache Weise erhalten; wenn “
© die Anode einen zu der Achse parallelen Mantelteil auf~
welst, der die Kathodentraghﬁlse‘umgibt und- an der Innen=
wand des Rohrenkolbens anliegt.

Der Abstand zwischen Anode und Kathode wird vollig durch
die Anodenform bestimmb, wenn die auf der Anodenseite .
'liegende Oberfliche der Kathodent raghu’se, die zu der ge»

'nannten Achge senkrecht ist, und die emnttlerenae Ober-
fléche in derselben Ebene liegen. '

5.
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Avf einfache Weise kann dafiir gesorgt werden, daB die
gegen die Anode befestigte Oberfliche der Kathodentrag-
hillse und die emittierende Oberfléche in derselben Ebene
liegen, wenn nach einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs-
form der Erflndung auBerdem die Kathode mit Hilfe einer .
nahezu koaxial in der Kathodentraghiilse liegende Isoller—
materialscheibe in der Xathodentraghiilse befestigt ist,
wobel die Manteloberfléche dieser Scheibe konvex ist wund
- wobei die Scheibe in der Kathodentraghlilse mit drei Sicken
in der *athodentraghﬁlse fixiert ist.

i

Ein bevorzugtes Verfahren zZur Herstellung einer derartigen
Aufnahmershre nach der Erfindung ist dadurch gekennzeich-
net, daB die Kathode und die Kathodentraghiilse aneinan-
der befestight werden, nachdem die emittierende Oberfliche
und die auf der Anodenseite liegende Oberfliéche der
Kathodentraghlilse in parallelen Ebenen oder in derselben
Ebene angeordnet sind, wonach die Kathodentraghiilse gegen
den zu der Achse senkrechten Teil der Anode angeordnet
ist, worauf dadurch, daB die Kathodentraghuloe in radialer
Richtung in bezug auf die Anode verschoben wird, die
Mitte der emittierenden Oberfléche der Mitte der mitt-
leren Cffnung in der Anode gegeniiber anveordnet ist,
dann die Kathodentraghiilse an der Anode befecs stigt und
anschlieBend die Anodenplatte iff der Anode angeordnet
wird, wobei die Mitte der Offnung in der Anodenplatte
der Mitte der emittierenden Oberfliche gegeniiber ange-
ordnet und dann die Anodenplatte an der Ancde befestigt
wird,

-Die emittierende Oberflécﬁe und die auf der Anodenseite
liegende Oberfliche der Katbodenuraghulse konnen auf ein-
fache Welse dadurch in dieselbe Ebens gebracht werden,

: ’ -6~
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daB‘die Kathode und die genannte Oberflédche der Kathoden-
traghiilse gegen eine durchsichtige, z. B. gliserne Platte
gedriickt werden, Durch Anwendung einer durchsichtigen
Platte ist es moglich zu beobachten, Ob die emittierende
. Oberflidche auch tatsichlich v6llig in einer Ebene liekt,
AuBerdem wird bei einer gespritzten Oxidkathode das Ma-
terial ér emittierenden Schicht noch etwas angedriickt.
was die Oberfléchenstruktur der Schicht in glinstigem Sin-
ne beeinfluBt. Durch Anwendung einer Glagplatte gelangen
beim Andriicken keine die Kathode vergiftenden Stoffe in
die Kathode., ‘

Ausfiihrungsbeigpiel

Ausfihrungsbeispiele nach dem Stand der Technik und
nach der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und
werden im folgenden ndher beschrieben. Es zeigen: '

Fig. 1: im Schnitt einen Teil eines Flektronenstrahler-
© zeugungssystems nach dem Stand der Technik,

‘ Figo“2: im Schnitt ein Diodenstrahlsystem nach dem Stand
‘ der Technik,

Fig. 3: im Schnitt eine Ausfﬁhrdngsfbrm eines Diodenstrahl~
. systems fiir eine Aufnalmershre nach der Erfin-
dung, ' '

Fig. 4: im Schnitt eine zweite Ausfilhrungsform eines
o Diodenstrahlsystems fiir eine Aufnahmerdhre nach
der Erfindung, - ' | )

-7 -
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Flg. 2» 6 und 7: eine nthere Erliuterung eines Verfahrens
zur Herstellung eines derartigen Dlodenstrahl-
systems,

Fig, 8: im Schn1+t elne Aufnahmerdhre nach der Erfln-
’ dung.

In Fig. 1 ist im Schnitt ein Teil eines Hlekbtronenstrabl-
erzevgungssystems nach dem Stand der Technilk dargestellt.,
Das Erzeugungssystem besteht aus einer Kathode 1, aus
einem Heizelement 2 in einem Kathodenkérper 3, auf dem
eine emittierende Schicht 4 angeordnet ist. Diese Ka-
thode 1 iset mit Hilfe eilnes Iqollermateﬂlalpfropfenu 5
und einer Hilse 6 an der Kathodentraghiilse 7 befestigt,

- Diese Kathodentrag-hiilse 7 trigt einen sich radial erw-
streckenden Flansch 8 mit einer Zentrievrippe 9. Durch
diese Zentrierrippe 9 sind die Kathodentraghiilse 7

und die Anode in radialer Richbtung gegeneinander fixiert.
Der Flansch 8 ist an einer Elektrode 10 festgeschweifi,
die eine mittlere Uffnung 11 aufweist. Die Offnung 11
ist mit einer mit einer Uffnung 12 versehenen Platte 13
verschlossen. Der Nachteil dieser Konstruktlon besteht
darin, daB das Montieren der Kathodé 1 in der Kathoden~
traghlilse 7 ungenau ist. Dadurch liegt die emittierende
Schicht 4 oft schief und nicht zentriert in bezug auf
die Offnung 12 in der Platte 13,° AuBerdem ist die
‘Kathode 1 dann nicht rings um die Achge der Elektrode

10 zentriert, Fine derartige Konstruktion ist nicht

Pir ein Diodenstra hlVSubm geelgnet, bei dem die Strahl-
systemachse und die mittlere Bahn ‘des erzeugten Eleltro-
nenstrahls sehr genau zusammenfallen missen,
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In Fig. 2 ist ein Diodenstrahlsystem nach dem Stand der
Technik im Schnitt dargestellt., In einer Kathodentraghiilse
14 befindet sich eine Kathode 15 mit einem Heizkdrper 16.
Die Kathodentraghiilse vast eine mittlere Offnung 17 auf,
Der Kathode 15 gegentiber ist eine Anode 18 angeordnet,

die eine runde mittlere Offnung 19 aufweist. Diese Off-
nung 19 ist mit einer eine Bohrung 21 aufweisenden
Anodenplatte 20 verschlossen. Die Schwierigkeit bei derar-
tigen Diodenstrahlsystemen ist die, die Mitte der emittie-
- renden Oberfldche 22 der Mitte der Offnung 21 in der
Anodenplatte 20 gegeniiber genau zentrisch und nicht ver-
kippt anzuordnen, wonach die unterschiedlichen Teile an~-
einander befestigt werden.,

Fig., 3 zelgt im ochnitt eine Ausfuhrungsform eines Dioden-
strahlsystems flir eine Aufnahmershre nach der Erfindung.
Die Kathode 23 ist aus einem Kathodenkdrper 24 aufgebaut,
in dem ein (hier nicht sichtbarer) Heizkorper angeordnet
ist. Der Kathodenkbrper 24 triéght eine emittierende Schicht.
25 und ist mit Hilfe von Stében 26 in einer Scheibe 27 aus
Isoliermaterial, z. B. Glas oder Keramik, befestigt.

Diese Scheibé 27 ist in der Kathodentraghiilse 28 befestigt,
die an einem Ende einen sich radial nach innen erstrecken- .
den Flansch 29 aufweist. Der Flansch 29 ist an der Anode
‘30 hefestigt. Die Anode 30 welst eine runde mltklere_OIf-
nung 31 auf, die teilweise mit einer eine Ausnehmun'y 33
aufweisenden Platte 32 verschlossen und an der Anode 30
befestigt ist. Der Vorteil einer derartigen Konstruktion
ist der, daB die Kathodentraghiilse 28 mit der darin mon-
tierten Katheode 23, bevor diese ir der Anode 30.fescgeg
schweiBt wird, derart radial in bezug suf die Anode 30 ver-
schoben werden kann, daf die Mitte der emiftierenden

-9 -
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Schicht 25, die Mitte der mittleren Offnung 31 und die
Mitte der Ausnehmung 33 in der Platte 32 genau auf eirer
Achse, und zwar der Strahlsystemachse, zu liegen kommpn.

In Fig. 4 ist im Schnitt eine zweite Ausfithrungsform eines
Diodenstrahlsystems fiir eine Aufnahmerdhre nach der Er=-

. findung dargestellt. Die Kathode 34 besteht in diesem
Falle aus einem an einem Ende verschlossenen zylindri~
schen Kathodenkdrper 35, dessen Stirnflidche mit einer emit-
tierenden Schicht 36 bedeckt ist und in dem sich ein Heiz-
kérper 44 befindet. Der KathodenkSrper 35 ist mit Hilfe
einiger Metallbdnder 37 in einer Metallhiilse 38 be-
festighb. Diese Hiilse 38 ist seinergseits in einer Scheibe
39 aus Isoliermaterial befestigt, Diese Scheibe 39 weist
eine konvexe Mantelfldche 40 auf, wodurch sie innerhalb
der Kathodentraghiilse 41 kippen kann. Die Scheibe 39 wird
in der Kathodentraghiilse 41 mit drei Sicken 42 fixiert.
Durch dieses Kippen konnen der Flansch 45 und die emit-
tierende Schicht 36 sehr einfach und genau in eine Ebene
gebracht Werden.

Die Kathodentraghiilse 41 ist derart gegen die Achse 45
angeordnet, daB die Mitte der emlttlerenden Schicht 36

und die Mitte der mittleren runden Offnung 46 in der

Anode 45 auf der Strahlsystemachse liegen., Die Anode

weist eine Anodenplatte 47 it einer Offnung 48, die eben-
falls auf der Strahlsystemachge liegt, auf. “

Ein bevorzugtes fe%fahren zﬁrlHerstellung eines Dioden~-
strahlsystems flir eine Fernsehkamerarshre nach der Epr-
findung hl;d anhand der Fig. 5, 6 und 7 naher erliu-
tert,

C 40 -
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In Fig. 5 ist die Anordnung der Kathode 49 in einer Xathow-
denhiilse 50 dargestellt. Die emittierende Schicht 51 und

- der Flansch 52 der Kathodentraghiilse 50 werden gegen eire
durchsichtige Platte 53 gedriickt, Dadurch kommen die
emittierende Schicht 51 und der Flansch 52 in einer fla-
chen Ebene zu liegen. Durch die durchsichtige (Glas)Platte
53 145t sich gut beobachten, ob die emittierende Schicht
51 auch in der Tgt an der Platte 53 anliegt. Es ist auch
moglich, statt einer flachen Platte 53 eine treppenfir-
mige Eingtelllehre zu verwenden, wodurch der Flansch 52
der Kathodentraghiilse 50 und die emittierende Schicht 51
in zwei ﬂn einem durch die Einstelllehre bestimmten gegen-
seitigen Abstand liegenden parallelen Ebenen eingestellt
werden konnen, '

Dann wird die Scheibe 54 aus Isoliermaterial mit Hilfe

der Sicken 42, siehe Fig. 4 und 6, in der Kathodentrag-
hiilse 50 fegtgeklemmt. AnschlieBend wird die Kathodentrag-
. hiilse 50 mit der Kathode 49 in der Anode 55 angeordnet,
siehe Fig. 6, Dadurch, daB die Kathodentraghiilse 50 und

~ die Anode 55 radial gegeneinander verschoben werden kon-
nen, - konnen auch die Mitte der emlttleﬁenden Schicht 51
und die Mitte der mittleren Uffnung 56 in der Anode 55 ge-
nau einander gegeniiber angeordnet werden. Dann werden die
Anode 55 und die Kathodentraghiilse 50 durch PunktschweilBen
aneinander befestigs, '

Diese Hinstellung kann, wie in Fig. 7 dargestellt ist,
sehr genau nit Hilfe eines Mikroskops mit einem Strich-
gitter ("graticule”) aus geraden Linien 58 und einem Z6T-
 tralen Kreuz 57 erfolgen, Ein Strichgitter ist eine in-
zahl von Linien oder Drahten. die in ¢er Brennebene eines
Mikroskops aungebracht sind. Dis emiuti erende Schicht 51

w Al
HE
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die in Fig, 7 schraffiert dargestellt ist, wird durch Ver-
schiebung der Kathodentraghiilse 50 in bezug auf die Anode
55 koaxial unter die Offnung 56 gebracht. Das Kreuz legt
nun die Mitte der emittierenden Schicht 51 und der mittle-
ren Offnung 56 fest. Die Mitte der Offnung 56 der Anode

55 wird anschlieBend mit diesem Kreuz 57 p031t10n1ert,
wonach die Anode 55 an der Eathodentraghlilse 50 fesvge~
schwelﬁt wird.

Fig. 8 zeigt teilweise im Schnitt eine Aufnahmerohre nach
der Erandung. Diese Rohre besteht aus einem Aolbon 59 aus
Glas, der durch das Ansaugen eines Glasrohres auf einem
Dorn erhalten ist. Dieser Kolben welst Absdtze auf, In
einem Ende des Kolbens isg ein Dicdenstrahls system nach
Fig. 4 angeordnet., Die Anode 55 1st bis gegen einen Ab-
satz 60 in das Glas des Kolbens 59 geschoben, Auf der In-
nenwand des Kolbens 59 gind Elektroden 61 angeordnet. Die
Rohre weist weiterhin eine Blende 62, eine Gazeelektrode

- 63 und ein Frontglas 64 mit einer photoleitenden Schicht
65 auf der Innenseite auf. Durch Anwendung eines nach der
Erfindung aufgebauten Diodenstrahlsystems ist es moéglich,
die Achsen des Strahlsystems, des Kolbepns und des er- (
zeugten Elekbronenstrahls zusammenfallen zu lassen, woduvrch
Korrekturspulen fortgelsssen werden kénneni
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Brfindungsanspruch.

" o A T -

4. Aufnahmershre, die ein Elektronenstrahlerzeﬁgungs-
system in einem Ende eines rchrfoérmigen evakuierven
Kolbens aufweist, wobei dieses Elektronenstrahlerze u-
gungssystem mindestens aus einer nachstehenden auf
einer Achse angeordneten Kathode mit einer zu dJdieser

. Achge nahezu senkrechten emittierenden Oberflache
und {einer BElektrode mit einer mittleren Offnung in
demizu der Achse senkrechten Teil der Elektrode zu~

. ssmmengestellt ist, und wobei diese mittlere (ffnung

- feilweise mit einer eine Offnung aufweisenden Platte
verschlossen ist, wdhrend die Kathode elekirisch
isoliert und nahezu konzentrisch in einer metallenen
Kathodentraghiilse befestigt ist, die einen zu der Ach-

- ge senkrechten Teil aufweist, der gegen den zu der

-Achse senkrechten Teil der Elektrode angeordnet und

daran befestigt ist, gekennzeichnet dadurch, daB das

Blektronenstrahlerzengungssystem ein Diodenstrahl-

system ist, dessen Elektrode eine Anode bildet, wobel

diese Anode und die Kathodentraghiilse in nichtbefe~ .

stigtem Zustand in radialer Richtung gegeneinsnder

verschoben werden konnen, und wobei die emittierende

Kathodenoberflache und der zu der Achse sepkrechte

Tell der Anode nach wie vor zueinsnder gensu parallel

sind.

4

2+ AufnghmexrShre nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, da8
die Kgthodentraghiilse einen sich senkrecht zu der Lch-

[

8& nach innen erstreckenden Flensch aufweiste

1
wd
o
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Aufrahmershre nach Punkt 1 oder 2, gekennzeichnet da-

durch, daf die Anode einen zu der RShrenachse paral-
lelen Mantelteil aufweist, Ger die Kathodentraghiilse

umgibt und an der Innenwand des Rohrenkolbensg anliegt,

Aufnahmershre nach Punkt 1, 2 oder,3,'gekénnzeichnet
dadurch, daB djie auf der Anodenseite liegende Oberp-
flédche der Traghﬁlse,'die zu der genannbten Achse senk.-
recht ist, und die emittierenden Oberfléche in dersel-
ben| Ebene angeordnet sind,

Aquahmerahre nach Punkt 1, 2, 3 oder 4, gekennzeich-_
net. dadurch, daB die Kathode mit Hilfe einer nahezu
koaxial in der Traghiilse liegenden Scheibe aus Iso-
1iermaterial in der Kathodentraghﬁlse befestigt ist,
wobei die lManteloberfliche dieser Schéibe lkonves ist,
und wobei die Scheibe in der Rathodentraghiilge mit
drei Sicken in der Kathoden-traghiilse Tixiert ist.

Verfahren zur Herstellung einer Aufnahmershre nach

einen der vorhergehenden Punkte, gekennzeichnet da-

durch, 'dal die Kathode und die Kathedentraghiilse anein-
ander befestight werden, nachdem die emittierende Ober.
flédche und die auf der Anodenseite liegende Oberfli-
che der Kathodentragﬁilge in parallelen Zbenen.oder

in derselben Ebene angeordnet sind, wonach die Ka-
thodentraghﬁlsq,gegen den zu der Achge senkrechten

-Teil der Anode angeordnet und dann durch Verschiebung

der Kathodentraghiilse in radialer Richtung in bezug

auf die Anode die Mitte der emittierenden Oberfliche

der Witte der mittieren Offnung in der Anode gegeniiber
o - 4 -
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angeordnet wird, anschlieBend die Kathodenhillse
an der Anode befestigt und danach die Anodenplatte

in der Anode angecordnet.wird, wobel Qie Mitte der

Offnung in der Anodenplatte Geér Mitte der emittiersn-
den Oberflache gegeniiber angeordnet und dann die Platte
an der Anode befestigh wirde

Verfahren nach Punkt 6, gekennzeichnet dadurch, daf
die emittierende Oberfléche und die auf der Anoden~
seite liegende Oberfléche der Kathodentraghlilse in eine

 Ebene gsbracht werden, dadurch, da8 die Kathode und die

genannte Oberfléche der Kathodentraghiilse, gerade be-
vor die Kathode und die Kathodentraghiilse aneinander
befestigt werden, gegen eine durchsichtige Platte
gedrickt werden. ' '

Verfehren nach Punkﬁ 74 gekennzeichneé dadurch, daf

die durchsichtige Platte eine Glasplatte iste.
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